
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на диссертацию Черкасова А.А.

кСильноточный имгryльсный магнотронньй разряд с инжекцией электронов из плrвмы
ваrсуумной дуги для осаждения покрьrгий и генерации ионЕьIх [уIIков))

представленную на соискание учёной степени кандидата технических наук
по специаJIьности 2.2.1, Вакуумная и плr}зменная электроника

В 2021 году после окончания очного специrIлитета НИ ТГУ Черкасов Александр
Алексеевич поступил в очную аспирантуру ИСЭ СО РАН, которую усlrешно закончил в

2025 т.В 2024 r Черкасов А.А. бьш улостоен стипендии Президента Российской Федерации

дJIrI асIIирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования в ptlluкax реаJIизации
приоритетов науtIно-технологического развития Российской Федерации.

,Щиссертация Черкасова А.А. вьшолнена в Инстиryте сильноточной электроники
Сибирского отделениrI Российской академии наук (ИСЭ СО РАН) и посвящена ре.rлизации
и комплексному исследованию сильнотоIIного импульсного магнетронного разряда в

rrланарной геометрии электродов с инжекцией электронов из плазмы вакуумной дуги
применительно к использованию данной разрядной системы для осажденшI покрьlтий и

генерации ионных пучков.
В работе исследовано влияние дополнительной инжекции электронов из пл€lзмы

имгrульсного вакуумного дугового рЕLзряда, ускоренных в катодном слое магнетроЕного

рiвряда, на параметры и условия функционированIIJI сиJьноточного импульсного

магнетронЕого рtвряда в режиме сitмораспылениJI в области низкого рабочего давлениrI
(ниже 0,1 Па), определена оптимiшьная конфигурациrI магнетронной разрядной системы

дJuI достижения минимаJIьного рабочего давления и стабильного функционированиJI
магнетронного рЕвряда в сильноточной форме, а также длrI увеJIиrlения скоростии качества

о с акдаемьIх покрьrгий.
Использова"trие разработанной разрядной системы для нчIпыленI,IJI покрытий

покztз€lJlо, чю снижение рабочего давлеЕиJI магнетронной распьшительной системы на

основе сильноточного импульсного магнетронного разряда с инжекцией электронов

обеспечивает дJuI таких материалов катода как Cu, Ct,Zr увеличение скорости напыления

покрытий в 1,3-1,7 раза, а также кратное снижение шероховатости поверхности покрытиЙ

и их более высокие адгезионные свойства.
На основе проведенных исследований разработан источник Йонов, обеспечившоЩиЙ

рабочие режимы как с преобладанием в tryчке ионов метаJIла фежим саморасrrыления), таК

и с преобладанием ионов газа (нераспыляюrций режим), а также комбинировiшные ГiLЗо-

метаJIлические режимы с различным соотношением доли ионов газа и метаJIла. Показан

flоложительный эффект иоцной имплантации на образцах ст€uIи, полимероВ,

синтетического zUIмаза.

Щиссертационнiш работа отвочает требованиям, предъявляемым к кандидатскиМ

диссертациям. По;ryченные в работе научные результаты лрошли апробацию на веДУЩих

международных конференцияхи опубликованы в 8 речензируемьD( журналах, входящих в

кПеречень рецензируемьтх научньIх изданий, в которых должны быть огrубликованы

основные научные результаты диссертаций насоискание ученой степени кандидата наук,

насоискание ученой степони доктора наук>, а также учитываемьп< в библиографических

базах данЕых научного цитирования web of science и scopus. Также поJryчен патент на

универсальный ионный источник.



На сегодняшний день Черкасов А.А. является сформировавшиМся И

самостоятельным учёным-исследователем, способным решать поставленные научные И

научно-технические задачи.

Считаю, что Черкасов Александр Алексеевич заслуживает присуждения ученоЙ
степени кандидата технических наук по специаJIьности 2.2.| - Вакуумная и плазменнаJI

электроника.
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